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(57)【要約】
　分離壁と呼ばれる壁（Ｍ）上に、前記分離壁の貫通開
口部（ＯＭ）で、一体化されるように意図された内視鏡
洗浄消毒器などの医療装置を処理するための機械（ｌ）
であって、壁は、制御／非制御雰囲気を有する第１のエ
ンクロージャ（Ｓｇ）を非制御／制御雰囲気を有する第
２のエンクロージャ（Ｓｂ）から分離することを意図し
ており、機械は、医療装置を前記第１のエンクロージャ
（Ｓｇ）に搬入／搬出することができるように構成され
た第１の開口部と、医療装置を前記第２のエンクロージ
ャ（Ｓｂ）に搬入／搬出することができるように構成さ
れた第２の開口部と、を有する処理タンク（２）と、第
１の開口部を密閉して閉じる第１のドアシステム（３０
）と、第２の開口部を密閉して閉じる第２のドアシステ
ムとを含む。本発明によれば、前記機械（ｌ）は、前記
壁（Ｍ）に恒久的に取り付けられることを意図し、前記
壁の前記開口部（ＯＭ）を閉じるように構成された仕切
りインターフェース（４）と、前記仕切りインターフェ
ース（４）から取り外すことができ、自立型フレームを
含み、前記医療装置を処理するための前記システムの１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分離壁と呼ばれる壁（Ｍ）上に、前記分離壁の貫通開口部（ＯＭ）で、一体化されるよ
うに意図された内視鏡洗浄消毒器などの医療装置を処理するための機械（１）であって、
前記壁は、制御／非制御雰囲気を有する第１のエンクロージャ（Ｓｇ）を非制御／制御雰
囲気を有する第２のエンクロージャ（Ｓｂ）から分離することを意図しており、前記機械
は：
　医療装置を前記第１のエンクロージャ（Ｓｇ）に搬入／搬出することができるように構
成された第１の開口部（２０）と、医療装置を前記第２のエンクロージャ（Ｓｂ）に搬入
／搬出することができるように構成された第２の開口部（２１）とを有する処理タンク（
２）と、
　前記第１の開口部（２０）を密閉して閉じる第１のドアシステム（３０）と、
　前記第２の開口部（２１）を密閉して閉じる第２のドアシステム（３１）と、
　１つまたは複数のポンプ、１つまたは複数の電磁弁を含む、１つまたは複数の処理回路
を提供する医療装置の処理システムであって、前記処理タンクの外側のリザーバから取ら
れた消毒液からの浸漬またはスプレーにより、前記処理タンク（２）内に収容された前記
医療装置の内面および外面の処理を可能にする、処理システムと、
　医療装置の消毒サイクルを実施するように構成された、前記処理システム、特に前記シ
ステムのモータおよび前記電磁弁を制御するプログラム可能なコントローラと
を含み、前記機械（１）は：
　前記壁（Ｍ）に恒久的に取り付けられることを意図し、前記壁の前記開口部（ＯＭ）を
閉じるように構成された仕切りインターフェース（４）であって、前記仕切りインターフ
ェースは、前記処理機械の少なくとも動作位置（Ｐ１）において、第２のタンク開口部に
面するように使用されることを意図する少なくとも１つの貫通開口部（４０）を含み、前
記第２のドアシステム（３１）は、閉鎖位置にあるときに仕切りインターフェース（４）
の前記開口部（４０）に固定されている、仕切りインターフェース（４）と、
　前記仕切りインターフェース（４）から取り外すことができ、自立型フレームを含む、
可動部（５）であって、前記可動部（５）は、前記医療装置を処理するための前記システ
ムの前記１つまたは複数のポンプおよび前記電磁弁と、前記処理機械が動作位置（Ｐ１）
にあるとき、前記仕切りインターフェース（４）のすぐ近くに隣接する位置をとるように
構成された前記プログラム可能なコントローラとを少なくとも部分的に運ぶ、可動部（５
）と
を含むことを特徴とし、
　前記処理機械の前記仕切りインターフェース（４）が常に前記壁の開口部をロックし、
故に前記仕切りインターフェース（４）の前記開口部（４０）が前記第２のドアシステム
（３１）によってロックされつつ、前記処理システムのメンテナンス、すなわち前記処理
機械の前記可動部（５）を取り外すことを可能にする、機械。
【請求項２】
　前記可動部（５）は、前記処理タンク（２）を搭載し、前記可動部（５）上に固定され
および／または前記仕切りインターフェース（４）に固定されたヒンジシステム（７）は
、第２の開口部（２１）が前記接合システムを介して前記仕切りインターフェースに固定
されている前記処理機械の前記動作位置（Ｐ１）において、前記タンクの前記第２の開口
部（２１）と前記仕切りインターフェースの前記対応する開口部との間でシールを形成し
、取り外すときに前記可動部を取り出すことを可能にする、請求項１に記載の機械。
【請求項３】
　前記処理タンク（２）は前記仕切りインターフェース（４）に固定され、液圧接続シス
テム（８０、８１）は、前記処理機械の前記動作位置（Ｐ１）において、前記可動部（５
）上の前記処理システムの１つまたは複数の前記回路の管を前記処理タンクの１つまたは
複数の前記回路の管と接続し、前記可動部（５）を取り外すときにそれらを切り離すこと
を可能にする、請求項１に記載の機械。
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【請求項４】
　前記仕切りインターフェース（４）は、前記壁の前記開口部に沿って延びてそれをロッ
クするように意図された仕切り（４１）と、前記壁の開口部のストリップに沿って、その
マウントに沿って、さらにその上端に沿って伸びる、前記仕切りに固定された周辺固定シ
ステム（４２）とを含む、請求項１～３のいずれか一項に記載の機械。
【請求項５】
　前記周辺固定システム（４２）が、
　前記壁の一方の側を押すことを意図した第１の支持要素（４３）と、
　前記壁の他方の側を押すことを意図した第２の対向支持要素（４４）と、
　前記第１の要素（４３）と前記第２の要素（４４）との間の空間を前記壁（Ｍ）の厚さ
に調整し、さらに前記第１の要素と前記第２の要素の間の前記壁をプレスすることさえも
可能にするように構成された（例えばねじによる）調整／締め付けシステム（４５）と
を含む、請求項１～４のいずれか一項に記載の機械。
【請求項６】
　前記仕切りインターフェース（４）は周辺フレーム（９）を含み、前記周辺フレーム（
９）は、動作位置Ｐ１において前記可動部（５）のシャーシが対向して配置されるべき前
記仕切りインターフェースの側から延びるように意図された、キャッシュとして働き；前
記壁開口部（Ｍ）の前記ストリップの長さに沿い、それらを覆って、前記可動部（５）側
の壁の側を超えて突出してさえおり、前記フレーム（９）の内壁は、取り外し可能部分に
対するケーシングを形成し、幅が前記可動部（５）のサイズに調整されている、請求項４
又は５に記載の機械。
【請求項７】
　前記可動部（５）の前記自立型シャーシは、前記動作位置（Ｐ１）において地面（Ｓ）
を支持するように意図されたフレームである、請求項１～６のいずれか一項に記載の機械
。
【請求項８】
　前記可動部（５）の前記自立型フレームは、好ましくはロック可能な、ローラまたは全
方向性車輪などの走行装置（１０）を下部に含み、それを地面（Ｓ）上で転がすことによ
って前記機械の可動部（５）を取り外すことを可能にする、請求項７に記載の機械。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の処理機械（１）と、制御／非制御雰囲気を有する
第１のエンクロージャ（Ｓｇ）を非制御／制御雰囲気を有する第２のエンクロージャ（Ｓ
ｂ）と分離し、前記貫通開口部（ＯＭ）を提供する壁（Ｍ）とを含む、セットであって、
前記仕切りインターフェースは前記壁に固定され、前記壁の前記開口部を固定するように
構成され、かつ、前記処理機械の前記仕切りインターフェース（４）が壁の開口部（ＯＭ

）をロックしたまま、故に前記仕切りインターフェースの前記開口部（４０）は前記第２
のドアシステム（３１）によってロックされつつ、前記処理システムのメンテナンス中に
、前記可動部（５）が前記処理機械から取り外されることを可能にするように構成された
、セット。
【請求項１０】
　請求項９に記載のセットの処理機械（１）のメンテナンス手順であって、以下：
　前記処理機械の前記仕切りインターフェース（４）が前記壁の前記開口部（Ｏｍ）をロ
ックしたまま、故に前記仕切りインターフェースの前記開口部（４０）が前記第２のドア
システム（３１）によってロックされつつ、前記処理機械の前記可動部（５）を取り外す
ことと、
　前記可動部を遠隔の保守作業場への輸送し、および前記処理システムを見直し／修理す
ることと、
　前記見直し／修理された可動部（５）を戻し、前記仕切りインターフェース（４）のす
ぐ近くに隣接するその動作位置（Ｐ１）に設定することと、
を実行することによって、前記処理システムを維持する、メンテナンス手順。
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【請求項１１】
　内視鏡洗浄消毒器などの医療装置の処理機械（１’）と分離壁とを含むセットであり、
前記機械は前記分離壁上に一体化され、前記分離壁の貫通開口部のレベルでロックされ、
前記壁は、制御／非制御雰囲気を有する第１のエンクロージャ（Ｓｇ）と非制御／制御雰
囲気（Ｓｂ）を有する第２のエンクロージャを分離するセットであって、
　前記機械は、同じ自立型シャーシ上に、
　前記第１のエンクロージャから医療装置の搬入／搬出を可能にするように構成された第
１の開口部と、前記第２のエンクロージャから医療装置の搬入／搬出を可能にするように
構成された第２の開口部とを有する処理タンク（２’）と、
　前記第１の開口部を密閉して閉じる第１のドアシステムと、
　前記第２の開口部を密閉して閉じる第２のドアシステム（３１’）と、
　１つまたは複数のポンプ、１つまたは複数の電磁弁を含む、１つまたは複数の処理回路
を提供する医療装置の処理システムであって、前記処理タンクの外側のリザーバから取ら
れた消毒液からの浸漬および／またはスプレーにより、前記処理タンクに収容された前記
医療装置の内面および外面の処理を可能にする、処理システムと、
　医療装置の消毒サイクルを実行するように構成された、前記処理システム、特にモータ
及び前記システムの電磁弁を制御するプログラム可能なコントローラとを含む、セットに
おいて、
　前記セットは、壁にヒンジで取り付けられたドアシステム（１００）を含み、前記ドア
システム（１００）は、第１の開放位置（Ｐ３）から第２の閉鎖位置（Ｐ４）へと移動す
るように構成され、前記第１の開放位置（Ｐ３）において、前記ドアが前記機械の動作位
置において前記壁開口部（Ｍ）を開放し、それをロックすることによって前記機械の前記
自立型シャーシが前記壁の前記開口部に対して位置決めされ、前記第２の閉鎖位置（Ｐ４
）において、前記処理機械の取り外し後に前記壁システムによってそれが前記壁の前記開
口部をロックすることを可能にする、セット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療装置を処理するための機械、ならびに処理機械と、制御／非制御雰囲気
を有する第１のエンクロージャを非制御／制御雰囲気を有する第２のエンクロージャから
分離する壁とを含むセットに関する。本発明はまた、本発明によるセットを処理するため
の機械のメンテナンス手順を含む。
【０００２】
　本発明は、医療装置、より具体的には内視鏡洗浄消毒器（ＥＷＤ）を処理するための機
械の分野に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ここで本発明は、この機械が分離壁を介して一体化されているという点で、当業者が通
常「パススルー」ＥＷＤタイプと呼ぶＥＷＤに焦点を合わせている。これらの機械は、サ
ービスルームのように、空気中に浮遊する汚染物質（バクテリア）を含んでいるかもしれ
ない非制御雰囲気を有するエンクロージャから制御雰囲気エンクロージャ（例えば、典型
的には制御雰囲気が濾過および抽出によって浄化される手術室のエンクロージャ）を分離
する壁の開口部に一体化されることを意図している。
【０００４】
　このタイプのＥＷＤは、最も顕著には、制御されていない雰囲気を有するエンクロージ
ャの側に搬入ドアを提示し、例えば汚染された内視鏡をこちらの側からＥＷＤ処理タンク
にタンクの第１の開口部から直接搬入し、制御された雰囲気側の別のドアにより、消毒さ
れた内視鏡をこの側（すなわち手術室）から、第１の開口部と正反対にあるタンクの第２
の開口部から集めることを可能にする。汚染された内視鏡を制御雰囲気エンクロージャか
ら搬入し、それを非制御雰囲気エンクロージャ側から搬出することも可能である。
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【発明の概要】
【０００５】
　この機械は、特に以下を含む連続した備品の形で提示される：
　－　フレーム
　－　２つのアクセスドアを含むローディングタンク
　－　ポンプ、導管および電磁弁を含む処理回路ならびに任意のバスを提示し、消毒液の
リザーバから処理タンク内に収容された内視鏡の内面および外面を処理することを可能に
する、処理システム
　－　処理システム、特にシステムのモータと電磁弁を制御し、消毒サイクルを実行する
、プログラム可能なコントローラ
【０００６】
　最も注目すべきことは、「パススルー」タイプのＥＷＤフレームは、２つの雰囲気、そ
れぞれ制御されたものと制御されていないものとの間にシールを形成することによって、
分離壁の貫通開口部に一体化される。
【０００７】
　ＥＷＤの特定の負荷のかかるメンテナンスは現場で行うことができるが、作業場でそれ
を見直し／修理するためにフレームを完全に取り外す必要がある。この場合、フレームを
取り外すと分離壁の開口部が完全に開放され、それによりシールが失われ、手術室のよう
な雰囲気制御されたエンクロージャ内の空気品質の制御が保証されなくなる。したがって
、そして本発明の知見によれば、当該技術分野で知られているパススルーＥＷＤの設計の
ために、ＥＷＤが取り除かれた後でかつフレームが分離開口部に戻されるまで、手術室は
使用不可能である。
【０００８】
　この種のパススルーＥＷＤは、例えば、国際公開第２０１４／０８３５２４号パンフレ
ットで知られている。
【０００９】
　本発明の目的は、この機器を取り外す必要がある大規模なメンテナンスの場合でも、制
御された雰囲気の大気の品質の制御を可能にしつつ、制御された雰囲気を有するエンクロ
ージャを制御されていない雰囲気のエンクロージャから分離することを意図した壁の両側
から搬入／搬出することを可能にする２つの対向する開口部を有する処理タンクを有する
ＥＷＤのような内視鏡処理機械を提供することである。
【００１０】
　本発明の別の目的は、少なくとも一実施形態を通じて、この目的を達成するのに必要な
操作を制限しつつ、より高い安全性でこの目的を満たす機械を提案することである。
【００１１】
　他の目的および利点は、単なる例として以下に記載され、そして本発明を限定すること
を目的としない。
【００１２】
　第一に、本発明は、壁に一体化される、内視鏡洗浄消毒器などの医療装置を処理するた
めの機械に関する。前述の分離壁は、分離壁の貫通開口部にあり、制御／非制御雰囲気を
有する第１のエンクロージャを非制御／制御雰囲気を有する第２のエンクロージャから分
離し、前述の機械は、
　－　第１のエンクロージャから医療装置の搬入／搬出を可能にするように構成された第
１の開口部と、第２のエンクロージャからの医療装置の搬入／搬出を可能にするように構
成された第２の開口部とを含む、処理タンクと、
　－　第１の開口部を密閉して閉じることを可能にする第１のドアシステムと、
　－　第２の開口部を密閉して閉じることを可能にする第２のドアシステムと、
　－　１つまたは複数のポンプ、１つまたは複数の電磁弁を含む、１つまたは複数の処理
回路を提供する医療装置の処理システムであって、前述の処理タンクの外側のリザーバか
ら取られた消毒液からの浸漬および／またはスプレーにより、医療装置の内面および外面
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が、前述の処理タンクにおいて処理されるのを可能にする、処理システムと、
　－　医療装置の消毒サイクルを実行するように構成される、処理システム、特にシステ
ムのモータおよびソレノイドバルブを制御するプログラム可能なコントローラシステムと
、を含む。
【００１３】
　本発明によれば、前述の機械は、
　－　壁に一体化され、壁の開口部を密閉するように構成され、少なくとも処理機械の動
作位置において、タンクの第２の開口部に面するように意図された少なくとも１つの貫通
開口部を含む仕切りインターフェースであって、第２のドアシステムは前述の仕切りイン
ターフェースに固定され、その閉鎖位置で仕切インターフェースの前述の開口部をロック
するようにしてなる、仕切りインターフェースと、
　－　医療装置および前述のプログラム可能なコントローラシステムを処理するための前
述のシステムのポンプおよび電磁弁の少なくとも一部を保持する自立型シャーシを含む、
仕切りインターフェースから取り外し可能な可動部であって、プログラム可能なコントロ
ーラシステムは、処理機械の動作位置にあるとき、処理機械の仕切りインターフェースが
依然として壁の開口部をロックし、故に仕切りインターフェースの開口部は第２のドアシ
ステムによってロックされつつ、処理システムのメンテナンス中に処理機械の可動部を取
り外すことができるように、エンクロージャ境界面に直接隣接して位置するように構成さ
れる、可動部と、を含む。
【００１４】
　本発明の任意の組み合わせまたは単独の選択の特徴によれば、
　－　可動部は処理タンクを搭載し、接合システムは、可動部に固定されおよび／または
仕切りインターフェースに固定され、処理機械の動作位置において、タンクの第２の開口
部と仕切りインターフェースの対応する開口部との間に気密性を提供し、第２の開口部は
、前述の接合システムを介して仕切りインターフェースに重ね合わされ、取り外し時に可
動部の取り外しを可能にし、または、
　－　処理タンクは仕切りインターフェースに固定され、液圧接続部は、可動部に取り付
けられた管または処理システム回路を、処理タンクの管または回路と、処理機械を使用す
るための前述の位置において、接続し、可動部からそれらを除去するとき、それらを切り
離す。
　－　仕切りインターフェースは、壁をロックすることによって壁の開口部に沿って延び
るように意図されたエンクロージャと、エンクロージャに固定され、壁の開口部のストリ
ップに沿って、そのマウントに沿って、そしてその上端にさえ延びるように意図された周
辺固定システムとを含む。
　－　周辺固定システムは、各開口部マウントに対して、第１の要素、すなわち、壁の一
方の側を押すことを意図した支持体と、第２の要素、すなわち、壁の他方の側を押すこと
を意図した対向支持体と、壁の厚さから第１の要素と第２の要素との間の空間を調整する
ように、または第１の要素と第２の要素との間の壁を締め付けることさえも可能にするよ
うに構成されるコントロールおよび／または締め付け（例えばネジによる）システムとを
含む。
　－　仕切りインターフェースは、それらを覆うことにより壁開口部のストリップの長さ
を使用し、次いで壁側の可動部の面を越えて突出し、フレームの内壁が可動部のサイズに
調整された幅で、取り外し可能部分のための空間を形成する所定の位置に、可動部のシャ
ーシが対することになるエンクロージャのインターフェースの側から走ることを意図した
、キャッシュとして働く周辺フレームワークを含む。
　－　可動部の自立型シャーシは、使用位置から地面で支持することを意図したフレーム
である。
　－　可動部の自立型シャーシは、その下部にローラまたは全方向性車輪を含む走行装置
、好ましくはロック可能な走行装置を含み、それが地面を転がることによって機械の取り
外し可能部分を取り出すことを可能にする。
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【００１５】
　本発明はまた、本発明による処理機械と、制御／非制御雰囲気を有する第１のエンクロ
ージャを非制御／制御雰囲気を有する第２のエンクロージャと分離し、貫通開口部を呈す
る壁とを含むセットを含み、前述の仕切りインターフェースは壁に固定され、壁の開口部
を固定するように構成され、処理機械の前述の仕切りインターフェースが依然として壁の
貫通開口部をロックし、故に仕切りインターフェースの開口部は第２のドアシステムによ
ってロックされつつ、処理システムのメンテナンス中に、処理機械の可動部が取り外され
ることを可能にする。
【００１６】
　本発明はまた、処理システムが以下のステップをとることによってメンテナンスを受け
る本発明によるセットの処理機械のメンテナンス手順に関する：
　－　処理機械の前述の仕切りインターフェースが依然として壁開口部をロックし、前述
の仕切りインターフェース開口部はドアシステムによってロックされつつ、処理機械の可
動部を取り外すこと
　－　可動部を遠隔の保守作業場に運び、前述の処理システムを見直し／修理すること
　－　見直し／修理された可動部を戻し、それを仕切りインターフェースのすぐ隣の動作
位置に設定すること
【００１７】
　第２の態様によれば、本発明はまた内視鏡洗浄消毒器などの医療装置処理するための機
械、および分離壁を含むセットに関し、前述の機械はそれをロックすることによって分離
壁からの貫通開口部で分離壁に一体化される。壁は、制御／非制御雰囲気を有する第１の
エンクロージャを非制御／制御雰囲気を有する第２のエンクロージャから分離する。
【００１８】
　単一の自立型シャーシでは、機械は、以下のものを含む：
　－　第１のエンクロージャから医療装置の搬入／搬出を可能にするように構成された第
１の開口部と、第２のエンクロージャから医療装置の搬入／搬出を可能にするように構成
された第２の開口部とを有する処理タンク
　－　第１の開口部を密閉して閉じる第１のドアシステム
　－　第２の開口部を密閉して閉じる第２のドアシステム
　－　１つまたは複数のポンプ、１つまたは複数の電磁弁を含む、１つまたは複数の処理
回路を提供する医療装置の処理システムであって、処理タンクの外側のリザーバから取ら
れた消毒液からの浸漬および／またはスプレーにより、処理タンクに収容された医療装置
の内面および外面の処理を可能にする、処理システム
　－　処理システムの消毒サイクルを実行するように構成された処理システム、特にシス
テムのモータおよび電磁弁を制御するプログラム可能なコントローラ
【００１９】
　本発明によれば、セットは壁にヒンジで取り付けられたドアシステムを含み、このドア
システムは前述のドアが、機械の自立型シャーシを壁の開口部に抗して位置決めした機械
を使用するための位置において、壁開口部を開放する第１の開放位置から移動するように
構成され、これにより、ドアシステムを、第２の閉鎖位置にロックすることにより、壁の
開口部のロックをオーソライズする第２の閉鎖位置において、それをロックし、処理機械
が取り外された後、壁の開口部を壁システムによってロックすることを可能にする。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
　本発明は、説明を読み、以下の添付の設計を見ることにより、より良く理解されよう。
【図１】図１は、本発明による処理機械を含む第１の実施形態による概観図であり、より
詳細には、分離仕切りに固定されたエンクロージャから取り外され隔離された位置におけ
る処理タンクを支持する機械の可動部を示す。
【図２】図２は、可動部が仕切りインターフェースに対して配置されている機械の動作位
置における図１による概観図である。
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【図３】図３は、セットの第１の実施形態の動作位置にある機械の水平面による概略断面
図である。
【図４】図４は、動作位置にある機械の垂直面による概略断面図であり、より詳細には、
機械の前述の動作位置においてタンクの第２の開口部と仕切りインターフェースとの間に
シールを形成する接合システムを示し、接合システムは、可動部を取り外すときにこれら
２つの部分の分離を可能にする。
【図５】図５は、動作位置にある機械の分離壁の両側の２つの図であり、前述の可動部は
、気密システムがタンクと仕切りインターフェースとの間にシールを形成する位置で仕切
りインターフェースに対して配置されている。
【図６】同上。
【図７】図７は、マウントを壁の厚さに調整することを可能にする制御システムを有する
、仕切りインターフェースの周辺固定システムの一実施形態の水平断面図である。
【図８】図８は、処理タンクが、それ自体が壁に固定されている仕切りインターフェース
に固定されている第２の実施形態による機械の図である。
【図９】図９は、処理機械がこの壁開口部内の動作位置にあるときにドアシステムが壁開
口部を開き、処理機械が保守のために取り外されたときにこの開口部を閉じることを可能
にする第３の実施形態の２つの概略図である。
【図１０】同上。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図１～図８に非網羅的に示されている第１の態様によれば、本発明はまた、前述の分離
壁が分離壁の貫通開口部ＯＭにある、壁Ｍに一体化されるように意図された内視鏡洗浄消
毒器などの医療装置の処理機械１に関する。
【００２２】
　この壁は、非クリーンルームのような制御／非制御雰囲気を有する第１のエンクロージ
ャＳｇとクリーンルームのような非制御／制御雰囲気を有する第２のエンクロージャＳｂ
を分離することを意図している。
【００２３】
　この処理機械は以下を含む：
　－　第１のエンクロージャＳｇからの医療装置の搬入／搬出を可能にするように構成さ
れた第１の開口部２０と、第２のエンクロージャＳｂからの医療装置の搬入／搬出を可能
にするように構成された第２の開口部２１とを有する処理タンク２
　－　第１の開口部２０を密閉して閉じる第１のドアシステム３０
　－　第２の開口部２１を密閉して閉じる第２のドアシステム３１
　－　１つまたは複数のポンプ、１つまたは複数の電磁弁を含む、１つまたは複数の処理
回路を有する医療装置の処理システムであって、処理タンクの外側のリザーバから取られ
た消毒液からの浸漬および／またはスプレーにより、処理タンク２に収容された医療装置
の内面および外面の処理を可能にする、処理システム
　－　医療装置の消毒サイクルを実行するように構成された、処理システム、特にモータ
およびシステム電磁弁を制御するプログラム可能なコントローラシステム
【００２４】
　機械が動作位置にあるとき、手術室のクリーンルームのような第２のエンクロージャか
ら第２の開口部を通して処理タンクに医療装置を搬入し、次いで第２のドアシステムを閉
じることが可能である。タンクに収容されている装置は消毒され、第１のドアシステム３
０と第２のドアシステム３１は閉鎖位置にある。次に、非クリーンルームのような第１の
エンクロージャから第１のドアシステムを開いた後に消毒された装置が取り外される。汚
染された内視鏡を非制御雰囲気エンクロージャ（非クリーンルーム）から搬入し、それを
制御雰囲気ルーム（クリーンルーム）に搬出することによって、それを逆にすることも可
能である。
【００２５】
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　本発明の一実施形態によれば、前述の機械１は、特に、壁に固定されるように意図され
たエンクロージャのインターフェース４と、メンテナンス中に仕切りインターフェースか
ら好ましくは取り外し可能な可動部５とを含む。
【００２６】
　ここで、「固定」とは、メンテナンス中に仕切りインターフェースが取り外されないこ
とを意味する。この仕切りインターフェース４は、実際には壁Ｍに固定されるように意図
されており、壁のＯＭ構成を常に遮断するように構成されている。
【００２７】
　前述の仕切りインターフェース４は、少なくとも処理機械の動作位置Ｐ１において、タ
ンク２の第２の開口部２１に面するように意図された少なくとも１つの貫通開口部４０を
含む。
【００２８】
　最も注目に値するのは、第２のドアシステム３１が前述の仕切りインターフェース４（
および以下に定義される可動部ではなく）に固定され、その閉鎖位置に仕切りインターフ
ェースの前述の開口部４０をロックすることである。
【００２９】
　可動部５は、好ましくは仕切りインターフェース４から取り外し可能であり、前述の医
療装置処理システムのポンプおよび電磁弁の少なくとも一部ならびに前述のプログラム可
能なコントローラシステムを搭載する自立支持を含む。言い換えれば、この可動部５は、
通常メンテナンスを必要とする機械の電気的および液圧システムを搭載する。
【００３０】
　この可動部５は、それ自体を処理機械の動作位置Ｐ１（図２に見える）で仕切りインタ
ーフェース４のすぐ近くに位置決めするように構成され、位置Ｐ２（図１に見える）にお
いて取り外すことができる。
【００３１】
　処理システムのメンテナンス中に、処理機械の前述の仕切りインターフェース４が依然
として壁開口部をロックし、仕切りインターフェース４の開口部４０が第２のドアシステ
ム３１によってロックされつつ、処理機械の可動部５を取り外すことができることが好ま
しい。
【００３２】
　したがって、非クリーンルームのような第１のエンクロージャＳｇとクリーンルームの
ような第２のエンクロージャとの間の密閉された分離を維持することが依然として可能で
あり、これらのエンクロージャのうちの１つにおける空気品質、すなわち、制御された雰
囲気の品質の制御の実施と両立する。
【００３３】
　クリーンルームＳｂは、通常、（例えば、ＨＥＰＡ濾過による）空気浄化によって制御
された雰囲気を有し、エンクロージャから除かれ、（可動部５を取り除いた後でも）分離
壁から適切なシールを保つことによって、大きなメンテナンスの間でさえ、大気の品質を
保証することを可能にする。
【００３４】
　本発明はまた、本発明による処理機械１と、制御／非制御雰囲気を有する第１のエンク
ロージャＳｇを非制御／制御雰囲気を有する第２のエンクロージャＳｂとを分離し、貫通
開口部ＯＭを提供する、壁Ｍを含むセットに関する。このようなアンサンブルでは、前述
の仕切りインターフェース４は壁に固定され、壁の開口部をロックして、処理機械の前述
の仕切りインターフェース４が壁の開口部ＯＭを依然としてロックし、故に仕切りインタ
ーフェースの開口部４０が第２のドアシステム３１によって塞がれつつ、メンテナンス中
に処理機械１の可動部５を取り外すことができるように構成されている。
【００３５】
　本発明はまた、本発明によるセットの処理機械１のメンテナンス手順に関し、ここで我
々は以下のステップを実行することによって処理システムのメンテナンスを実行する。
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　仕切りインターフェースの前述の開口部４０が第２のドアシステム３０によってロック
しつつ、処理機械の前述の仕切りインターフェース４が依然として壁の開口部Ｏｍをロッ
クしている間、処理機械の可動部５を取り外すこと
　可動部の遠隔の保守作業場へ輸送し、および処理システムを見直し／修理すること
　見直し／修理された可動部５を戻し、および仕切りインターフェース４のすぐ近くの動
作位置Ｐ１での実施すること
【００３６】
　最終的に、そして取り外された可動部５が作業場で見直されている間に、（同一かつ同
じ性質の）別の可動部５を動作位置に配置することが可能である。この別の可動部は、例
えば、保守期間中に消毒能力を継続するために、見直し／修理提供者によって貸し出され
得る。
【００３７】
　一実施形態によれば、可動部５は、処理タンク２、可動部５に固定され、および／また
はタンク２の第２の開口部２１と仕切りインターフェース４に対応する開口部４０の間に
シールを形成するエンクロージャ４のインターフェースに固定される接合システム７を処
理機械の動作位置Ｐ１に搭載する。この位置Ｐ１において、タンク２の第２の開口部２１
は、前述の接合システム７を介して仕切りインターフェース４に配置されている。この接
合システム７によって、引き出されるときに可動部５を取り外すことが可能になる。
【００３８】
　そのような実施形態は、図１から図７、より具体的には図４の図に例として示されてい
る。図４に概略的に示されているように、動作位置Ｐ１において、タンクの第２の開口部
は、接合システム７を介して、仕切りインターフェース４の開口部４０に対して固定され
ている。この位置Ｐ１では、そのとき圧縮された接合システムは、仕切りインターフェー
スと仕切りの第２の開口部との間にシールを形成し、第２のドアシステム３１が第２の開
口部２１をロックすることを可能にする。可動部５が取り外されると、接合システム７は
、少なくとも部分的にはもはや圧縮されない。
【００３９】
　図８に一例として示されている他の実施形態（代替）によれば、処理タンク２が仕切り
インターフェース４に固定され、液圧接続システム８０、８１が、処理機械の前述の動作
位置（Ｐ１）において、可動部（５）上の処理システムの回路の管を処理タンク２の回路
の管と接続し、可動部５を取り外すときにそれらを切り離すことを可能にする。この実施
形態は、処理タンク（ならびに第１および第２のドアシステム）が可動部にではなく仕切
りインターフェース４に固定されているという点で、従来のものとは異なる。
【００４０】
　したがって、接続システム８０、８１は、可動部５に搭載された回路の導管を処理タン
ク２の対応する導管に接続し、それらを切り離して可動部５の取り外しを可能にするため
に必要である。
【００４１】
　図３または図７に示す実施形態によれば、仕切りインターフェース４は、壁に対してほ
ぼ平行にそれをブロックすることによって壁の開口部に沿って延びるように意図された仕
切り４１と、壁の開口部のストリップ、そのマウント、さらにその上端に沿って走る仕切
りに固定された周辺固定のためのシステム４２とを含む。この周辺固定システム４２は、
壁ＯＭの各マウントに対して、以下を含むことができる：
　－　壁の側を押すことを意図する輪郭などの、前述の支持体の第１の要素４３
　－　壁の反対側を押すことを意図した対向支持体の、第２の要素４４
　－　第１の支持要素４３と対向支持の第２の要素４４との間の間隙を壁Ｍの厚さに合わ
せて調整し、第１の支持要素と第２の対向支持要素との間の壁を押圧することさえ可能に
するように構成された（例えばねじによる）調整および／または締め付けのためのシステ
ム４５
【００４２】
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　図７は、一例として、第１の支持要素４３を第２の対向支持要素４４に近づけるととも
に壁を絞ることを可能にするねじによる調整および締め付けのシステム４５を示す。
【００４３】
　一実施形態によれば、仕切りインターフェース４は、可動部５のシャーシを動作位置Ｐ
１に位置決めすることを意図したものに対して仕切りインターフェース４の側から伸びる
ことを意図した、キャッシュとして働く、周辺フレーム９を含むことができる。周辺フレ
ーム９は、壁Ｍの開口ストリップの長さに沿って、それらを覆って、可動部５の側の壁の
側を越えて突き出している。
【００４４】
　このフレームの機能は審美的であり、すなわち、フレームの各側壁と対応する開口部の
ストリップとの間に、可動部の両側の区切りを隠すことである。フレーム９の内壁は可動
部５のためのケーシングを形成し、幅は可動部５のサイズに調整され、フレーム９の外壁
は壁の開口部のストリップを同一平面にする。
【００４５】
　一実施形態によれば、可動部５の自立型シャーシは、前述の動作位置Ｐ１で地面Ｓ上に
支持することを意図したフレームである。可動部５の自立型シャーシは、その下部にロー
ラまたは全方向性車輪などの、好ましくはロック可能である、走行装置１０を含み得るが
、地面上で転動させることによって、または、逆に、仕切りインターフェースに対して配
置することにより機械の可動部５を取り外すことを可能にする。
【００４６】
　図９および図１０は、本発明によって提起された問題に対処することを可能にする第２
の態様を開示している。
【００４７】
　図９および図１０に示すセットは、内視鏡洗浄消毒器などの医療装置の処理機械と、分
離壁Ｍとを含み、前述の機械は、壁の上に一体化されており、前述の分離壁は、ロックす
ることにより分離壁の貫通開口部のレベルにあって、壁は、制御／非制御雰囲気を有する
第１のエンクロージャＳｇを非制御／制御雰囲気を有する第２のエンクロージャＳｂから
分離する。
【００４８】
　機械は隣接しており、同じ自立型シャーシ上に次のものを含む：
　－　第１のエンクロージャから医療装置を搬入／搬出を可能にするように構成された第
１の開口部と、第２のエンクロージャから医療装置を搬入／搬出することを可能にするよ
うに構成された第２の開口部とを有する処理タンク
　－　第１の開口部を密閉して閉じることを可能にする第１のドアシステム
　－　第２の開口部を密閉して閉じることを可能にする第２のドアシステム。
　－　１つまたは複数のポンプ、１つまたは複数の電磁弁を含む、１つまたは複数の処理
回路を提供する医療装置の処理システムであって、処理タンクの外側のリザーバから取ら
れた消毒液からの浸漬および／またはスプレーにより、処理タンクに収容された医療装置
の内面および外面の処理を可能にする、処理システム
　－　医療装置の消毒サイクルを実行するように構成される、処理システム、特にシステ
ムのモータおよび電磁弁を制御するプログラム可能なコントローラシステム
【００４９】
　この第２の態様によれば、前述のセットは、機械１’の動作位置において、前述のドア
が壁Ｍの開口部を開放する第１の開放位置Ｐ３から移動するように構成された壁に（例え
ばヒンジまたはスライダによって）ヒンジされたドアシステム１００を含む。機械１’の
動作位置において、第２の閉鎖位置Ｐ４にロックすることによって、機械の自立型シャー
シが壁の開口部に対して位置決めされ、処理機械が取り外された後ドアシステム１００に
よって壁をロックすることを可能にする。
【００５０】
　図９および図１０に示す態様では、メンテナンスのために機械１’を取り外した後、機
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システム１００’を閉じる必要がある。これは、図１～８の第一の態様ほど、安全面から
満足すべきものではない。図１～８では、壁に固定され、常にこの開口部ＯＭをロックす
るように構成された仕切りインターフェースを含む機械の使用に基づいている。
【００５１】
　用語
図１～８の態様
１．処理機械
２．処理タンク、
２０、２１．タンクの第１および第２の開口部、
３０、３１．第１のドアシステムおよび第２のドアシステム、
４．仕切りインターフェース
４０．タンクの第２の開口部に面して配置されることを意図した仕切りインターフェース
の開口部
４１．仕切り
４２．周辺固定システム、
４３、４４．第１の支持要素および第２の対向支持要素
４５．調整および締め付けシステム
５．仕切りインターフェースに関して取り外し可能な可動部
７．タンクと仕切りインターフェースとの間にヒンジシステム（図１から図７の実施形態
）
９．フレーム
１０．走行装置
８０、８１．仕切りインターフェースに固定された処理タンクの導管と可動部に取り付け
られた処理システムの管との間の液圧接続システム（図８の実施形態）
Ｍ．分離壁、
ＯＭ．貫通開口部（壁）
Ｓｇ、Ｓｂ．非クリーンルームなどの第１のエンクロージャと、壁で区切られたクリーン
ルームなどの第２のエンクロージャ
Ｓ．地面
Ｐ１．可動部が直接隣接していて仕切りインターフェースに（物理的または液圧的に）接
続されている機械の動作位置
Ｐ２．可動部を外した機械のメンテナンス位置
図９と図１０の態様
１’．処理機械
Ｍ’．分離壁
Ｓｇ、Ｓｂ．非クリーンルームなどの第１のエンクロージャと、壁で区切られたクリーン
ルームなどの第２のエンクロージャ
１００’．ドアシステム
Ｐ３．ドアシステムの第１の開放位置
Ｐ４．ドアシステムの第２の閉鎖位置
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】 【図６】
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【手続補正書】
【提出日】令和1年6月14日(2019.6.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　用語
図１～８の態様
１．処理機械
２．処理タンク、
２０、２１．タンクの第１および第２の開口部、
３０、３１．第１のドアシステムおよび第２のドアシステム、
４．仕切りインターフェース
４０．タンクの第２の開口部に面して配置されることを意図した仕切りインターフェース
の開口部
４１．仕切り
４２．周辺固定システム、
４３、４４．第１の支持要素および第２の対向支持要素
４５．調整および締め付けシステム
５．仕切りインターフェースに関して取り外し可能な可動部
７．タンクと仕切りインターフェースとの間にヒンジシステム（図１から図７の実施形態
）
９．フレーム
１０．走行装置
８０、８１．仕切りインターフェースに固定された処理タンクの導管と可動部に取り付け
られた処理システムの管との間の液圧接続システム（図８の実施形態）
Ｍ．分離壁、
ＯＭ．貫通開口部（壁）
Ｓｇ、Ｓｂ．非クリーンルームなどの第１のエンクロージャと、壁で区切られたクリーン
ルームなどの第２のエンクロージャ
Ｓ．地面
Ｐ１．可動部が直接隣接していて仕切りインターフェースに（物理的または液圧的に）接
続されている機械の動作位置
Ｐ２．可動部を外した機械のメンテナンス位置
図９と図１０の態様
１’．処理機械
Ｍ’．分離壁
Ｓｇ、Ｓｂ．非クリーンルームなどの第１のエンクロージャと、壁で区切られたクリーン
ルームなどの第２のエンクロージャ
１００’．ドアシステム
Ｐ３．ドアシステムの第１の開放位置
Ｐ４．ドアシステムの第２の閉鎖位置
　以下、本発明の実施形態の例を列記する。
［１］
　分離壁と呼ばれる壁（Ｍ）上に、前記分離壁の貫通開口部（ＯＭ）で、一体化されるよ
うに意図された内視鏡洗浄消毒器などの医療装置を処理するための機械（１）であって、
前記壁は、制御／非制御雰囲気を有する第１のエンクロージャ（Ｓｇ）を非制御／制御雰
囲気を有する第２のエンクロージャ（Ｓｂ）から分離することを意図しており、前記機械
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は：
　医療装置を前記第１のエンクロージャ（Ｓｇ）に搬入／搬出することができるように構
成された第１の開口部（２０）と、医療装置を前記第２のエンクロージャ（Ｓｂ）に搬入
／搬出することができるように構成された第２の開口部（２１）とを有する処理タンク（
２）と、
　前記第１の開口部（２０）を密閉して閉じる第１のドアシステム（３０）と、
　前記第２の開口部（２１）を密閉して閉じる第２のドアシステム（３１）と、
　１つまたは複数のポンプ、１つまたは複数の電磁弁を含む、１つまたは複数の処理回路
を提供する医療装置の処理システムであって、前記処理タンクの外側のリザーバから取ら
れた消毒液からの浸漬またはスプレーにより、前記処理タンク（２）内に収容された前記
医療装置の内面および外面の処理を可能にする、処理システムと、
　医療装置の消毒サイクルを実施するように構成された、前記処理システム、特に前記シ
ステムのモータおよび前記電磁弁を制御するプログラム可能なコントローラと
を含み、前記機械（１）は：
　前記壁（Ｍ）に恒久的に取り付けられることを意図し、前記壁の前記開口部（ＯＭ）を
閉じるように構成された仕切りインターフェース（４）であって、前記仕切りインターフ
ェースは、前記処理機械の少なくとも動作位置（Ｐ１）において、第２のタンク開口部に
面するように使用されることを意図する少なくとも１つの貫通開口部（４０）を含み、前
記第２のドアシステム（３１）は、閉鎖位置にあるときに仕切りインターフェース（４）
の前記開口部（４０）に固定されている、仕切りインターフェース（４）と、
　前記仕切りインターフェース（４）から取り外すことができ、自立型フレームを含む、
可動部（５）であって、前記可動部（５）は、前記医療装置を処理するための前記システ
ムの前記１つまたは複数のポンプおよび前記電磁弁と、前記処理機械が動作位置（Ｐ１）
にあるとき、前記仕切りインターフェース（４）のすぐ近くに隣接する位置をとるように
構成された前記プログラム可能なコントローラとを少なくとも部分的に運ぶ、可動部（５
）と
を含むことを特徴とし、
　前記処理機械の前記仕切りインターフェース（４）が常に前記壁の開口部をロックし、
故に前記仕切りインターフェース（４）の前記開口部（４０）が前記第２のドアシステム
（３１）によってロックされつつ、前記処理システムのメンテナンス、すなわち前記処理
機械の前記可動部（５）を取り外すことを可能にする、機械。
［２］
　前記可動部（５）は、前記処理タンク（２）を搭載し、前記可動部（５）上に固定され
および／または前記仕切りインターフェース（４）に固定されたヒンジシステム（７）は
、第２の開口部（２１）が前記接合システムを介して前記仕切りインターフェースに固定
されている前記処理機械の前記動作位置（Ｐ１）において、前記タンクの前記第２の開口
部（２１）と前記仕切りインターフェースの前記対応する開口部との間でシールを形成し
、取り外すときに前記可動部を取り出すことを可能にする、項目１に記載の機械。
［３］
　前記処理タンク（２）は前記仕切りインターフェース（４）に固定され、液圧接続シス
テム（８０、８１）は、前記処理機械の前記動作位置（Ｐ１）において、前記可動部（５
）上の前記処理システムの１つまたは複数の前記回路の管を前記処理タンクの１つまたは
複数の前記回路の管と接続し、前記可動部（５）を取り外すときにそれらを切り離すこと
を可能にする、項目１に記載の機械。
［４］
　前記仕切りインターフェース（４）は、前記壁の前記開口部に沿って延びてそれをロッ
クするように意図された仕切り（４１）と、前記壁の開口部のストリップに沿って、その
マウントに沿って、さらにその上端に沿って伸びる、前記仕切りに固定された周辺固定シ
ステム（４２）とを含む、項目１～３のいずれか一項に記載の機械。
［５］
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　前記周辺固定システム（４２）が、
　前記壁の一方の側を押すことを意図した第１の支持要素（４３）と、
　前記壁の他方の側を押すことを意図した第２の対向支持要素（４４）と、
　前記第１の要素（４３）と前記第２の要素（４４）との間の空間を前記壁（Ｍ）の厚さ
に調整し、さらに前記第１の要素と前記第２の要素の間の前記壁をプレスすることさえも
可能にするように構成された（例えばねじによる）調整／締め付けシステム（４５）と
を含む、項目１～４のいずれか一項に記載の機械。
［６］
　前記仕切りインターフェース（４）は周辺フレーム（９）を含み、前記周辺フレーム（
９）は、動作位置Ｐ１において前記可動部（５）のシャーシが対向して配置されるべき前
記仕切りインターフェースの側から延びるように意図された、キャッシュとして働き；前
記壁開口部（Ｍ）の前記ストリップの長さに沿い、それらを覆って、前記可動部（５）側
の壁の側を超えて突出してさえおり、前記フレーム（９）の内壁は、取り外し可能部分に
対するケーシングを形成し、幅が前記可動部（５）のサイズに調整されている、項目４又
は５に記載の機械。
［７］
　前記可動部（５）の前記自立型シャーシは、前記動作位置（Ｐ１）において地面（Ｓ）
を支持するように意図されたフレームである、項目１～６のいずれか一項に記載の機械。
［８］
　前記可動部（５）の前記自立型フレームは、好ましくはロック可能な、ローラまたは全
方向性車輪などの走行装置（１０）を下部に含み、それを地面（Ｓ）上で転がすことによ
って前記機械の可動部（５）を取り外すことを可能にする、項目７に記載の機械。
［９］
　項目１～８のいずれか一項に記載の処理機械（１）と、制御／非制御雰囲気を有する第
１のエンクロージャ（Ｓｇ）を非制御／制御雰囲気を有する第２のエンクロージャ（Ｓｂ
）と分離し、前記貫通開口部（ＯＭ）を提供する壁（Ｍ）とを含む、セットであって、前
記仕切りインターフェースは前記壁に固定され、前記壁の前記開口部を固定するように構
成され、かつ、前記処理機械の前記仕切りインターフェース（４）が壁の貫通開口部（Ｏ

Ｍ）をロックしたまま、故に前記仕切りインターフェースの前記開口部（４０）は前記第
２のドアシステム（３１）によってロックされつつ、前記処理システムのメンテナンス中
に、前記可動部（５）が前記処理機械から取り外されることを可能にするように構成され
た、セット。
［１０］
　項目９に記載のセットの処理機械（１）のメンテナンス手順であって、以下：
　前記処理機械の前記仕切りインターフェース（４）が前記壁の前記開口部（Ｏｍ）をロ
ックしたまま、故に前記仕切りインターフェースの前記開口部（４０）が前記第２のドア
システム（３１）によってロックされつつ、前記処理機械の前記可動部（５）を取り外す
ことと、
　前記可動部を遠隔の保守作業場への輸送し、および前記処理システムを見直し／修理す
ることと、
　前記見直し／修理された可動部（５）を戻し、前記仕切りインターフェース（４）のす
ぐ近くに隣接するその動作位置（Ｐ１）に設定することと、
を実行することによって、前記処理システムを維持する、メンテナンス手順。
［１１］
　内視鏡洗浄消毒器などの医療装置の処理機械（１’）と分離壁とを含むセットであり、
前記機械は前記分離壁上に一体化され、前記分離壁の貫通開口部のレベルでロックされ、
前記壁は、制御／非制御雰囲気を有する第１のエンクロージャ（Ｓｇ）と非制御／制御雰
囲気（Ｓｂ）を有する第２のエンクロージャを分離するセットであって、
　前記機械は、同じ自立型シャーシ上に、
　前記第１のエンクロージャから医療装置の搬入／搬出を可能にするように構成された第
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１の開口部と、前記第２のエンクロージャから医療装置の搬入／搬出を可能にするように
構成された第２の開口部とを有する処理タンク（２’）と、
　前記第１の開口部を密閉して閉じる第１のドアシステムと、
　前記第２の開口部を密閉して閉じる第２のドアシステム（３１’）と、
　１つまたは複数のポンプ、１つまたは複数の電磁弁を含む、１つまたは複数の処理回路
を提供する医療装置の処理システムであって、前記処理タンクの外側のリザーバから取ら
れた消毒液からの浸漬および／またはスプレーにより、前記処理タンクに収容された前記
医療装置の内面および外面の処理を可能にする、処理システムと、
　医療装置の消毒サイクルを実行するように構成された、前記処理システム、特にモータ
及び前記システムの電磁弁を制御するプログラム可能なコントローラとを含む、セットに
おいて、
　前記セットは、壁にヒンジで取り付けられたドアシステム（１００）を含み、前記ドア
システム（１００）は、第１の開放位置（Ｐ３）から第２の閉鎖位置（Ｐ４）へと移動す
るように構成され、前記第１の開放位置（Ｐ３）において、前記ドアが前記機械の動作位
置において前記壁開口部（Ｍ）を開放し、それをロックすることによって前記機械の前記
自立型シャーシが前記壁の前記開口部に対して位置決めされ、前記第２の閉鎖位置（Ｐ４
）において、前記処理機械の取り外し後に前記壁システムによってそれが前記壁の前記開
口部をロックすることを可能にする、セット。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療装置を処理するための機械であって、前記機械は：
　医療装置を第１のエンクロージャに搬入／搬出することができるように構成された第１
の開口部と、前記医療装置を第２のエンクロージャに搬入／搬出することができるように
構成された第２の開口部とを有する処理タンクと、
　前記第１の開口部を密閉して閉じる第１のドアシステムと、
　前記第２の開口部を密閉して閉じる第２のドアシステムと、
　１つまたは複数のポンプ及び１つまたは複数の電磁弁を含む、１つまたは複数の処理回
路を含む前記医療装置を処理するための、処理システムであって、前記処理タンク内に収
容された前記医療装置を消毒液で処理するよう構成された、処理システムと、
　開口部を有する壁に取り付けられるよう構成された仕切りインターフェースであって、
前記仕切りインターフェースは、前記壁の前記開口部を閉じるように構成され、前記仕切
りインターフェースは、少なくとも１つの貫通開口部を含み、前記機械が動作位置にある
とき、前記第２のドアシステムは、前記仕切りインターフェースの前記貫通開口部に固定
されている、仕切りインターフェースと、
　前記仕切りインターフェースから取り外されるよう構成された可動部であって、前記可
動部は、自立型フレームを含み、前記処理システムの前記１つまたは複数のポンプおよび
前記１つまたは複数の電磁弁を少なくとも部分的に運び、前記可動部は、前記処理機械が
動作位置にあるとき、前記仕切りインターフェースのすぐ近くに隣接する位置をとるよう
に構成された、可動部と
を含み、
　前記処理機械の前記可動部が前記仕切りインターフェースから取り外されるときに、前
記仕切りインターフェースは前記壁の開口部をロックし、前記第２のドアシステムは、前
記仕切りインターフェースの前記貫通開口部をロックし、それによって、メンテナンスの
ために前記処理機械の前記可動部を取り外すことを可能にする、機械。
【請求項２】
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　前記可動部は、前記処理タンクを運び、前記可動部及び前記仕切りインターフェースの
少なくとも一つに固定された接合システムを更に含み、前記接合システムは、前記処理タ
ンクの前記第２の開口部と前記仕切りインターフェースの前記貫通開口部との間でシール
を形成し、前記処理機械が前記動作位置にあるとき、前記処理機械の第２の開口部は前記
接合システムを介して前記仕切りインターフェースに結合している、請求項１に記載の機
械。
【請求項３】
　前記処理タンクは前記仕切りインターフェースに固定され、液圧接続システムを更に含
み、前記液圧接続システムは、前記可動部に運ばれる前記処理システムの前記１つまたは
複数の回路の１つまたは複数の管を、前記処理タンクの１つまたは複数の対応する管と接
続し、それによって、前記可動部を取り外すときに、前記可動部に運ばれる前記１つまた
は複数の管を、前記処理タンクの１つまたは複数の対応する管から切り離すことを可能に
する、請求項１に記載の機械。
【請求項４】
　前記仕切りインターフェースは、仕切りと周辺固定システムとを更に含み、前記仕切り
は、前記壁の前記開口部に沿って延びて前記開口部を閉鎖するように構成され、前記周辺
固定システムは、前記仕切りの周辺に固定されている、請求項１～３のいずれか一項に記
載の機械。
【請求項５】
　前記周辺固定システムは、
　前記壁の一方の側を押すよう構成された第１の支持要素と、
　前記壁の他方の側を押すよう構成された第２の対向支持要素と、
　前記第１の支持要素と前記第２の対向支持要素との間の空間を前記壁の厚さに調整する
ように構成された、締め付けシステムと
を含む、請求項４に記載の機械。
【請求項６】
　前記仕切りインターフェースは周辺フレームを含み、前記周辺フレームは、動作位置に
おいて前記可動部の自立型シャーシが対向して配置されるよう構成された前記仕切りイン
ターフェースの側から延びるよう構成され、前記周辺フレームの内壁は、前記可動部に対
するケーシングを形成し、幅が前記可動部のサイズに調整可能である、請求項４又は５に
記載の機械。
【請求項７】
　前記可動部の前記自立型フレームは、前記動作位置において地面によって支持されるよ
うに構成されている、請求項１～６のいずれか一項に記載の機械。
【請求項８】
　前記可動部の前記自立型フレームは、走行装置を下部に含み、それを地面上で転がすこ
とによって前記機械の可動部を取り外すことを可能にする、請求項７に記載の機械。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の処理機械と、
　制御／非制御雰囲気を有する前記第１のエンクロージャを、非制御／制御雰囲気を有す
る前記第２のエンクロージャと分離する壁と
を含む、設置された処理システムであって、
　前記壁は、開口部を含み、
　前記仕切りインターフェースは前記壁に固定され、前記壁の前記開口部を固定するよう
に構成され、かつ、前記処理機械の前記仕切りインターフェースが壁の開口部をロックし
たまま、かつ前記仕切りインターフェースの前記貫通開口部は前記第２のドアシステムに
よってロックされつつ、前記処理システムのメンテナンス中に、前記可動部が前記処理機
械から取り外されることを可能にするように構成された、処理システム。
【請求項１０】
　請求項９に記載の設置されたシステムのメンテナンス手順であって、少なくとも、以下



(20) JP 2020-500641 A 2020.1.16

：
　前記処理機械の前記仕切りインターフェースが前記壁の前記開口部をロックしたまま、
かつ前記仕切りインターフェースの前記開口部が前記第２のドアシステムによってロック
されつつ、前記処理機械の前記可動部を取り外すことと、
　前記処理システムの見直し及び修理の少なくとも一つのために、前記可動部を遠隔の保
守作業場への輸送することと、
　前記可動部を、前記仕切りインターフェースのすぐ近くに隣接するその動作位置に再設
置することと、
を実行することによって、前記処理システムを維持する、メンテナンス手順。
【請求項１１】
　医療装置の処理機械と、
　分離壁と
を含む、システムであって、
　前記処理機械は、前記分離壁上に一体化され、前記分離壁の貫通開口部内にロックされ
、前記分離壁は、制御／非制御雰囲気を有する第１のエンクロージャと、非制御／制御雰
囲気を有する第２のエンクロージャを分離しており、
　前記処理機械は、自立型シャーシを含み、前記自立型シャーシは、少なくとも：
　　医療装置を前記第１のエンクロージャ内に搬入／から搬出することを可能にするよう
に構成された第１の開口部と、医療装置を前記第２のエンクロージャ内に搬入／から搬出
することを可能にするように構成された第２の開口部とを有する処理タンクと、
　　前記第１の開口部を密閉して閉じる第１のドアシステムと、
　　前記第２の開口部を密閉して閉じる第２のドアシステムと、
　　１つまたは複数のポンプ及び１つまたは複数の電磁弁を含む、１つまたは複数の処理
回路を含む、医療装置を処理するための処理システムであって、前記処理タンクに収容さ
れた前記医療装置を消毒液で処理するよう構成された、処理システムと、を運び、
　前記システムは、壁にヒンジで取り付けられたドアシステムを含み、前記ドアシステム
は、第１の開放位置から第２の閉鎖位置へと移動するように構成され、前記第１の開放位
置において、前記ドアが前記壁の前記開口部を開放し、前記処理機械の前記自立型シャー
シが前記開口部内にロックされ、前記第２の閉鎖位置において、前記処理機械の取り外し
後に前記ドアが前記壁の前記開口部にロックされる、システム。
【請求項１２】
　前記医療装置が内視鏡である、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記医療装置が内視鏡である、請求項１～８のいずれか一項に記載の機械。
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【要約の続き】
つまたは複数のポンプおよび電磁弁、および前記処理機械が動作位置（Ｐ１）にあるとき、仕切りインターフェース
（４）のすぐ近くに隣接する位置をとるように構成された前記プログラム可能なコントローラを少なくとも部分的に
担持する可動部（５）と、を含む。
【選択図】図１
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摘要(译)

在称为分隔壁的壁（M）上，在所述分隔壁的通孔（OM）上，设置有用
于处理医疗器械（例如内窥镜清洗消毒器）的机器（l），该机器打算被
集成。 ），该墙壁用于将气氛受控/不受控制的第一机柜（Sg）与气氛受
控/不受控制的第二机柜（Sb）分开，并且机器 第一开口被配置成允许将
医疗设备装载到第一外壳（Sg）/从第一外壳（Sg）卸载，以及允许医疗
设备装载到第二外壳（Sb）/从第二外壳（Sb）卸载。 处理槽（2）具有
如上所述构造的第二开口，用于密封和关闭第一开口的第一门系统
（30）以及用于密封的第二开口。 包括关闭的第二扇门系统。 根据本发
明，所述机器（1）旨在永久地附接到所述墙壁（M），并配置有适于关
闭所述墙壁的所述开口（OM）的分隔接口（4）。 并且可从分区接口
（4）拆卸，包括一个独立的框架，用于治疗医疗器械的系统的一个或多
个泵和电磁阀以及处于工作位置（P1）的治疗机。 ），可移动部分
（5）至少部分地承载可编程控制器，该可编程控制器被配置为在分隔界
面（4）的紧邻区域内采取相邻位置。 [选型图]图1
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